
２．たな卸資産の明細
（単位：円）

種 類 期 首 残 高
当 期 増 加 額 当 期 減 少 額

期 末 残 高 摘 要
当期購入・製造・振替 そ の 他 払 出・振 替 そ の 他

仕 掛 品 992¶371¶871 548¶948¶938 ` 980¶566¶052 ` 560¶754¶757

共 通 消 耗 品 14¶312¶829 9¶563¶262 ` 12¶444¶924 ` 11¶431¶167

貯 蔵 品 2¶198¶330 159¶042¶642 ` 139¶844¶222 ` 21¶396¶750

計 1¶008¶883¶030 717¶554¶842 ` 1¶132¶855¶198 ` 593¶582¶674

７．引当金の明細
（単位：円）

区 分 期 首 残 高 当 期 増 加 額
当 期 減 少 額

期 末 残 高 摘 要
目 的 使 用 そ の 他

賞 与 引 当 金 45¶604¶404 24¶118¶727 45¶604¶404 ` 24¶118¶727

計 45¶604¶404 24¶118¶727 45¶604¶404 ` 24¶118¶727

平
成

™
›
年

 
月

�
日
金
曜
日

(
号
外
第

˜
 
�
号
)

官
報

（注１）当期増加額は、資産の取得等によるものであり、主なものは、次のとおりであります。
建物 つくば西`１棟耐震改修（建築工事） 600¶802¶947円

つくば中央４`１棟耐震改修（建築工事） 313¶844¶136円
つくば西`１棟機械設備（空調）改修（空気調和設備） 291¶194¶214円
つくば中央３`１Ａ棟耐震改修（建築工事） 175¶087¶643円
つくば中央２`12棟熱源機器改修（熱源機器設備等） 158¶702¶077円

工具器具備品 磁性膜成膜用スパッタ装置 819¶000¶000円
大面積炭化ケイ素エピタキシャル膜成長装置 399¶000¶000円
新材料対応保護膜ＣＶＤ装置 369¶600¶000円
ドープトシリコン膜用縦型低圧ＣＶＤ装置 304¶500¶000円
シリコン・ゲルマニウムＣＶＤエピタキシャル成長装置 298¶578¶000円

建設仮勘定 つくば西`１棟他機械設備（空調）改修その他工事 930¶203¶852円
磁性膜成膜用スパッタ装置 819¶000¶000円
世界的産学官連携研究センター（仮称）建築工事 596¶400¶000円
つくば西`１棟耐震改修事業 499¶128¶000円
大面積炭化ケイ素エピタキシャル膜成長装置 399¶000¶000円

（注２）当期減少額は、資産の除却等によるものであり、主なものは、次のとおりであります。
工具器具備品 環境シャシダイナモメータシステム設備 1¶340¶942¶645円

超低濃度排出ガス測定用シャシダイナモメータシステム 1¶192¶563¶888円
エンジンダイナモメータシステム設備 526¶565¶006円
特殊ガス供給設備 166¶427¶811円
微量有害物質分析設備 165¶513¶783円

３．有価証券の明細
該当事項は、ありません。

４．長期貸付金の明細
該当事項は、ありません。

５．長期借入金の明細
該当事項は、ありません。

６．債券の明細
該当事項は、ありません。
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